
第六章 未來展望 
 

      本研究已成功利用 MPCVD 法開發出於矽晶片上合成各種不同

形貌的碳奈米結構之製程，不過還有一些議題我們可以進一步去研究： 

1. 各種碳奈米結構於 MPCVD 系統中的確切成長機制 

2. 提高單壁碳奈米管的產率 

3. 低溫成長各種碳奈米結構 

4. 嘗試利用 ECRCVD 系統(較低真空環境)製備各種碳奈米結構 

5. 大面積成長具有優異場發射性質的材料 

6. 製作場發射元件 
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